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2026年 10月 28日 

各 位 

ＪＸ金属株式会社 

 

半導体用スパッタリングターゲットのリサイクル推進に向けた設備投資について 

 

 

ＪＸ金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、先端半導体の配線形成に用いられる半導体用スパッタリン

グターゲットのリサイクルを推進するため、当社グループのＪＸ金属コイルセンター株式会社（社長：上原 正吉）館

林事業所（群馬県館林市）および那須事業所（栃木県那須塩原市）に、新たなリサイクル設備を導入することを決定

いたしました。 

 

当社グループの半導体用スパッタリングターゲットは、AIの進展を支える最先端ロジック半導体やメモリ半導体の

製造に幅広く使用されています。当社グループは、最先端半導体の微細配線形成に不可欠な銅やタンタルをはじめ、

チタン、タングステン、コバルトなど、多様な金属材料を用いたスパッタリングターゲットを供給しており、これら

いずれの製品においても世界トップクラスのシェアを有しています。 

 

半導体市場の拡大に伴い、半導体用スパッタリングターゲットの需要が増加しており、当社グループでは生産能力

の増強を進めています。こうした需要に着実に対応していくためには、製品の原料となる金属を安定的に確保するこ

とが不可欠です。このため当社グループは、原料調達から製造までを一貫して手掛ける垂直統合型サプライチェーン

の構築を進めています。近年は、お客さまとの連携のもと、使用済みスパッタリングターゲットの回収・再資源化に

取り組んでいます。 

 

このたび、こうした再資源化の取り組みを一層拡大するため、館林事業所および那須事業所において、使用済ター

ゲットの切断や洗浄などを行うための設備を新たに導入することといたしました。これにより、限りある金属資源の

有効活用とサプライチェーン全体における環境負荷の低減を推進するとともに、安定供給体制の一層の強化を目指し

ます。 

 

今後も当社グループは、お客さまとの連携によるリサイクルを推進するとともに、垂直統合型サプライチェーンの

さらなる強化を通じて、先端材料の長期安定供給を実現し、半導体産業の持続的な発展に貢献してまいります。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


